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ｔｅｒｓｏｆｔｈｅＫＢＡｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅａｒｅａｓｆｏｌｌｏｗｓ．Ｔｈｅ

ｔａｒｇｅｔｄｉｓｔａｎｃｅｉｓ犔＝－２００ｍｍ．Ｔｈｅｇｒａｚｉｎｇ

ａｎｇｌｅｏｎｆｒｏｎｔｔｗｏｍｉｒｒｏｒｓｉｓ１．６°（θ１＝θ２＝

１．６°），ａｎｄｏｎｅｏｎｂａｃｋｔｗｏｍｉｒｒｏｒｓｉｓ１．９°（θ３＝

θ４＝１．９°）．Ｔｈｅｓｏｌｉｄａｎｇｌｅｏｆｔｈｅｓｙｓｔｅｍｉｓω＝

４×１０－６狊狉．Ｔｈｅａｐｅｒｔｕｒｅａｎｇｌｅｉｎｏｂｊｅｃｔｓｐａｃｅｉｓ

０．００６５°．Ｔｈｅｒａｄｉｕｓｏｆｅａｃｈｍｉｒｒｏｒｉｓ犚＝２９０００

ｍｍ．Ｔｈｅｉｎｔｅｒｖａｌｓｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｍｉｒｒｏｒｓａｒｅ犱１＝

２７ｍｍ，犱２＝２９ｍｍ，犱３＝２５ｍｍ，ｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｌｙ．

Ｔｈｅｉｍａｇｅｄｉｓｔａｎｃｅｓｉｎｔｈｅｍｅｒｉｄｉａｎｐｌａｎｅａｎｄ

ｓａｇｉｔｔａｌｐｌａｎｅａｒｅ１７８６．７１ａｎｄ１７８６．７３．Ｔｈｅ

ｍａｇｎｉｆｉｃａｔｉｏｎｓｏｆｍｅｒｉｄｉａｎａｎｄｓａｇｉｔｔａｌｄｉｍｅｎ

ｓｉｏｎａｒｅ７．９２５×ａｎｄ６．２３１６×，ｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｌｙ．

３　ＭａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇａｎｄｔｅｓｔｉｎｇｏｆＸ

ｒａｙｍｉｒｒｏｒｓｗｉｔｈｈｉｇｈｐｒｅｃｉｓｉｏｎ

　　Ｗｅｈａｖｅｄｅｓｉｇｎｅｄａｎｏｎｃｏａｘｉａｌｇｒａｚｉｎｇｒｅ

ｆｌｅｃｔｉｖｅＸｒａｙｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅｗｈｉｃｈｉｓｃｏｍｐｏｓｅｄｏｆ

ｆｏｕｒｓｐｈｅｒｉｃａｌｍｉｒｒｏｒｓ，ｎａｍｅｄａｓＫＢＡ．Ｔｈｅｆｏｕｒ

ｉｍａｇｉｎｇｍｉｒｒｏｒｓｉｎＫＢＡ Ｘｒａｙｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅａｒｅ

ｋｅｙｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ．Ｔｈｅｙｄｅｃｉｄｅｉｍａｇｉｎｇｑｕａｌｉｔｙｏｆ

ｔｈｅｗｈｏｌｅｓｙｓｔｅｍ．Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇａｎｄｔｅｓｔｉｎｇ

ｔｈｅｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓｗｉｔｈｈｉｇｈｐｒｅｃｉｓｉｏｎｉｓｒｅｑｕｉｒｅｄ．

Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏａｃｑｕｉｒｅｓｕｆｆｉｃｉｅｎｔｒｅｆｌｅｃｔｉｖｉｔｙｏｆｔｈｅ

ｉｍａｇｉｎｇｓｙｓｔｅｍｗｏｒｋｉｎｇａｔ１．６°ｇｒａｚｉｎｇａｎｇｌｅ，

ｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｒｏｕｇｈｎｅｓｓｏｆｔｈｅｍｉｒｒｏｒｓｓｈｏｕｌｄｂｅ

ｌｏｗｅｒｔｈａｎ０．６ｎｍ．Ｆｏｒｔｈｅｓａｋｅｏｆｃｏｎｖｅｎｉｅｎｔ

ｆｏｒｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ，ｔｈｅｆｏｕｒｍｉｒｒｏｒｓｗｉｔｈｔｈｅｓａｍｅ

ｒａｄｉｕｓａｒｅｄｅｓｉｇｎｅｄ．Ｓｉｎｃｅｔｈｅｒａｄｉｕｓｏｆｃｕｒｖａ

ｔｕｒｅｉｓｖｅｒｙｌａｒｇｅ（犚＝２９０００ｍｍ），ａｎｄｔｈａｔｔｈｅ

ａｐｅｒｔｕｒｅｓｏｆｔｈｅｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓａｒｅｑｕｉｔｅｓｍａｌｌ，

ｍａｘｉｍａｌａｐｅｒｔｕｒｅｏｆｔｈｅｍｉｓ３０ｍｍ×１５ｍｍ．

Ｔｈｒｏｕｇｈａｎａｌｙｓｉｓａｎｄｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎ，ａｌｌｏｗａｂｌｅｔｏｌ

ｅｒａｎｃｅｏｆｔｈｅｒａｄｉｕｓｉｓ≤０．２％，ｔｈａｔｉｓｔｏｓａｙ，

Δ犚≤６０ｍｍ．Ｅｖｉｄｅｎｔｌｙ，ｉｔｉｓａｗｆｕｌｌｙｄｉｆｆｉｃｕｌｔｔｏ

ｆａｂｒｉｃａｔｅａｎｄｅｓｔｉｍａｔｅｔｈｅｍｉｒｒｏｒｓｗｉｔｈｓｕｃｈｈｉｇｈ

ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ．

Ｉｆｔｅｓｔｐｌａｔｅ（ｔｅｍｐｌｅｔ）ｏｆａｐｌａｎｅｉｓｕｓｅｄｔｏ

ｔｅｓｔｔｈｅｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｄｍｉｒｒｏｒｓ，ｔｈｅｍａｘｉｍａｌｉｎ

ｔｅｒｖａｌｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｐｌａｎｅｔｅｍｐｌｅｔａｎｄｔｈｅｓｕｒｆａｃｅ

ｏｆａｍｉｒｒｏｒｉｓ．
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ｗｈｅｒｅ犇ｉｓｔｈｅｍａｘｉｍａｌａｐｅｒｔｕｒｅｏｆｍｉｒｒｏｒｓ，犚ｉｓ

ｔｈｅｒａｄｉｕｓｏｆｔｈｅｍｉｒｒｏｒｓ．

Ｉｆ犚＝２９０００ｍｍ，犇＝３０ｍｍ，ｆｒｏｍａｂｏｖｅ

ｅｑｕａｔｉｏｎｗｅｃａｎｏｂｔａｉｎ狓＝０．００３８８ｍｍ＝７λ（λ

＝５５０ｎｍ）．Ｔｈｅｖａｌｕｅｉｓｅｑｕａｌｔｏ１４Ｎｅｗｔｏｎ

ｒｉｎｇｓ．ＥａｃｈＮｅｗｔｏｎｒｉｎｇｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｓｔｏａｂｏｕｔ

ｒａｄｉｕｓｅｒｒｏｒｏｆ２０００ｍｍ．

ＩｆｔｈｅｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｏｆΔ犚≤６０ｍｍｉｓｓａｔｉｓ

ｆｉｅｄ，ｗｈｉｃｈｓｈｏｗｓｔｈａｔｔｈｅｅｒｒｏｒｏｆｓｕｒｆａｃｅｆｏｒｍ

ｏｆｔｈｅｍｉｒｒｏｒｓｉｓｌｏｗｅｒｔｈａｎλ／６７．Ｔｈｕｓｃｏｎｖｅｎ

ｔｉｏｎａｌｔｅｍｐｌｅｔｔｅｓｔｉｎｇｏｒｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｒｉｃｍｅｔｈｏｄｓ

ｃａｎｎｏｔｒｅａｃｈｔｈｅｐｒｅｃｉｓｉｏｎ．

Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏ ｏｂｔａｉｎ ｅｌｉｇｉｂｌｅ ｍｉｒｒｏｒｓ，ｗｅ

ｃｈｏｏｓｅ１８ｍｉｒｒｏｒｒｏｕｇｈｃａｓｔｓａｎｄａｒｒａｙｔｈｅｍｏｎａ

ｒｏｕｎｄｄｉｓｋａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏ３×６ｆｏｒｍａｔ．Ｆｕｓｅｄ

ｑｕａｒｔｚｉｓｓｅｌｅｃｔｅｄａｓｍａｔｅｒｉａｌｏｆｔｈｅｍｉｒｒｏｒｓ．Ｔｈｅ

ｃｏｍｂｉｎｅｄｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇｍｅｔｈｏｄｃａｎｅｎｓｕｒｅｈｉｇｈ

ａｃｃｏｒｄａｎｔｑｕａｌｉｔｙｏｆｔｈｅｍｉｒｒｏｒｓ．Ｔｏｔａｌａｐｅｒｔｕｒｅ

ｏｆｔｈｅｓｅｔｏｆｔｈｅｍｉｒｒｏｒｓａｐｐｒｏａｃｈｅｓ１００ｍｍ．

３２６Ｎｏ．５ 　　　　　　ＨＵＪｉａｓｈｅｎｇ：ＭａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇａｎｄｔｅｓｔｉｎｇｏｆＸｒａｙｉｍａｇｉｎｇｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ……



Ｗｅａｐｐｌｙｄｏｕｂｌｅｒｏｕｎｄａｐｅｒｔｕｒｅｓｔｏｔｅｓｔｔｈｅｒａ

ｄｉｕｓｏｆｔｈｅｆａｂｒｉｃａｔｅｄｍｉｒｒｏｒｓ．Ｔｈｅ１８ｍｉｒｒｏｒｓ

ａｒｒａｎｇｅｄｏｎａｒｏｕｎｄｄｉｓｋａｒｅｉｌｌｕｍｉｎａｔｅｄｂｙｃｏｌｌｉ

ｍａｔｅｄｌａｓｅｒｂｅａｍ，ｔｈｅａｐｅｒｔｕｒｅｏｆｔｈｅｂｅａｍｉｓ

ｌａｒｇｅｒｔｈａｎ１００ｍｍ．Ｌｏｃａｔｉｏｎｏｆｆｏｃａｌｐｏｉｎｔｏｆ

ｔｈｅｍｉｒｒｏｒｓｉｓｍｅａｓｕｒｅｄｔｉｍｅａｎｄａｇａｉｎ．Ｔｈｕｓ

ａｖｅｒａｇｅｖａｌｕｅｏｆｔｈｅｒａｄｉｕｓｃａｎｂｅｏｂｔａｉｎｅｄ．Ｆｕｒ

ｔｈｅｒｍｏｒｅ，ｉｎｏｒｄｅｒｔｏａｃｑｕｉｒｅｒｅｌｉａｂｌｅｖａｌｕｅｏｆ

ｔｈｅｒａｄｉｕｓ，ａｓｃｒｅｅｎｗｉｔｈａｃｃｕｒａｔｅｓｃａｌｅｉｓｌｏｃａｔｅｄ

ｂｅｆｏｒｅａｎｄａｆｔｅｒｔｈｅｆｏｃｕｓ，ａｓｓｈｏｗｎｉｎＦｉｇ．５．

Ｗｈｅｎａｐｅｒｔｕｒｅｏｆｔｈｅｌａｓｅｒｂｅａｍｉｓ３０ｍｍ，ｔｈｅ

ｄｉｓｔａｎｃｅｆｒｏｍｔｈｅｆｏｃｕｓｂｅｆｏｒｅａｎｄａｆｔｅｒｔｈｅｆｏ

ｃｕｓｉｓｍｅａｓｕｒｅｄｒｅｐｅａｔｅｄｌｙ．Ｔｈｅａｖｅｒａｇｅｖａｌｕｅｉｓ

ｆｉｎａｌｌｙｏｂｔａｉｎｅｄ．Ｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅｓｅｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ，

ｔｈｅｒａｄｉｕｓｖａｌｕｅｗｉｔｈｈｉｇｈｐｒｅｃｉｓｉｏｎｉｓａｃｈｉｅｖｅｄ．

ＴｈｅｅｒｒｏｒｏｆｔｈｅｒａｄｉｕｓｉｓａｂｏｕｔΔ犚＝５３ｍｍ．

Ｆｉｇ．５　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓｃｈｅｍｅｏｆｍｉｒｒｏｒ’ｓｒａｄｉｕｓ

Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｏｂｔａｉｎｈｉｇｈｆｏｒｍｐｒｅｃｉｓｉｏｎｏｆｔｈｅ

ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ，ａｓｐｈｅｒｉｃａｌｔｅｍｐｌｅｔｗｉｔｈｓｕｐｅｒｈｉｇｈ

ｐｒｅｃｉｓｉｏｎｉｓｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｄｉｎａｄｖａｎｃｅ．Ｔｈｅｔｅｍ

ｐｌｅｔｉｓｔｅｓｔｅｄｂｙＺＥＧＯｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｅｒ，Ｔｈｅｆｏｒｍ

ｐｒｅｃｉｓｉｏｎｏｆｔｈｅｔｅｓｔｐｌａｔｅｉｓｃｌｏｓｅｔｏλ／７０．Ｗｅ

ｅｓｔｉｍａｔｅｔｈｅｆａｂｒｉｃａｔｅｄ ｍｉｒｒｏｒｓｕｓｉｎｇｔｈｅｔｅｓｔ

ｐｌａｔｅ，ＴｈｅＮｅｗｔｏｎｒｉｎｇｉｓｎｏｔｏｂｓｅｒｖｅｄ，ｗｈｉｃｈ

ｉｎｄｉｃａｔｅｔｈａｔｒａｄｉｕｓｐｒｅｃｉｓｉｏｎｏｆｔｈｅｍｉｒｒｏｒｓｉｓ

ｉｄｅｎｔｉｃａｌｗｉｔｈｏｎｅｏｆｔｈｅｔｅｓｔｐｌａｔｅ．

Ｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｒｏｕｇｈｎｅｓｓ（ｒｍｓ）ｏｆｔｈｅｍｉｒｒｏｒｓ

ｉｓｉｎｓｐｅｃｔｅｄｂｙｔｈｅｒｅｌａｔｉｖｅｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｒｉｃｅｑｕｉｐ

ｍｅｎｔ（ＷＹＫＯ）ｂｅｆｏｒｅｃｏａｔｉｎｇ．Ｔｈｅｍｅａｓｕｒｅｄ

ｓｕｒｆａｃｅｒｏｕｇｈｎｅｓｓ（ｒｍｓ）ｉｓｌｏｗｅｒｔｈａｎ０．５２ｎｍ．

Ａｆｔｅｒｗａｒｄｓｔｈｅｃｈｒｏｍｉｕｍａｎｄｎｉｃｋｅｌｆｉｌｍｓａｒｅ

ｃｏａｔｅｄｏｎｔｈｅｆａｂｒｉｃａｔｅｄ ｍｉｒｒｏｒｓ．Ｔｈｅｃｏａｔｅｄ

ｍｉｒｒｏｒｓａｒｅｍｅａｓｕｒｅｄｂｙａｔｏｍｉｃｆｏｒｃｅｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ

ｍａｄｅｉｎＳｏｕｔｈＫｏｒｅａ．Ｔｈｅｒｏｕｇｈｎｅｓｓｏｆｒｅｓｕｌｔ

ａｎｔｍｉｒｒｏｒｓｉｓｅｑｕａｌｔｏｏｒｌｏｗｅｒｔｈａｎ０．４ｎｍ．

ＴｈｅＦｉｇ．６ｉｎｄｉｃａｔｅｓｍｅａｓｕｒｅｄｒｅｓｕｌｔｏｎｓｕｒｆａｃｅ

ａｒｅａｏｆａｍｉｒｒｏｒｕｓｉｎｇｔｈｅａｔｏｍｉｃｆｏｒｃｅｍｉｃｒｏ

ｓｃｏｐｅ．

Ｆｉｇ．６　Ｓｕｒｆａｃｅｒｏｕｇｈｎｅｓｓｉｎｓｐｅｃｔｅｄｂｙａｔｏｍｉｃｆｏｒｃｅ

ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ

４　ｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎ

　　Ｗｅｈａｖｅｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌｌｙｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｄａｎｄａｓ

ｓｅｍｂｌｅｄｔｈｅＫＢＡ Ｘｒａｙｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅｗｉｔｈｈｉｇｈ

ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ．Ｔｈｅｒａｄｉｕｓｅｒｒｏｒｏｆｔｈｅｆｏｕｒｉｍａｇｉｎｇ

ｍｉｒｒｏｒｓｉｓｌｏｗｅｒｔｈａｎ０．２％，ｉ．ｅ．Δ犚＝５３ｍｍ．

Ｂｅｆｏｒｅｃｏａｔｉｎｇｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｒｏｕｇｈｎｅｓｓ（ｒｍｓ）ｏｆ
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